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특허명 

고속�측각�분광복사계�및�그�측정방법

대표발명자 

광도센터�박성종

배광과 형광의 단점을 극복한 조명기기 성능평가용 

측각분광복사계 제작 기술

빛을 내는 광원의 전분광복사선속 측정은 조명효율, 전광선속 등 광원의 모든 특

성을 산출하기 때문에 조명기기 성능평가에 아주 중요합니다. 하지만 일반적인 전

분광복사선속 측정 방법은 형광과 배광에 의해 불확도 요인이 발생한다는 단점이 

있는데요. 

소개해드릴 KRISS의 기술은 이런 배광과 형광의 단점을 극복한 측각분광복사계 

제작 기술입니다. 이는 자외선, 적외선 등 다양한 광원에서 오차 없이 고속으로 광

원의 전분광복사선속 측정이 가능하며 비용도 크게 절약할 수 있습니다.

눈에 보이지 않는 자외선 · 적외선을 이용한 LED 분야에서의 수요가 기대되는 

KRISS의 기술을 만나보세요!

021 측정 및 계측분야

고속 측각 분광복사계 및  
그 측정방법

특허등록번호 

10-1584706

특허명 

패러데이컵�어셈블리

대표발명자 

방사선표준센터�정재필

022 측정 및 계측분야

패러데이컵  
어셈블리

86 87

반도체 도핑장치, 이온 주입기, 입자 가속기 등 이온 빔의 전류를 패러데이컵 

어셈블레를 통해 정확히 측정하여 입사량 측정으로 전류량 측정기술

반도체 도핑장치, 이온 주입기, 입자 가속기 등 이온 빔의 전류를 측정하여 입사량

을 확인하는데 사용되는 패러데이컵 어셈블리. 기존에는 이온 빔과 매질이 충돌하

면서 이차 전자의 후방 산란이 발생되어 정확한 전류량을 측정할 수 없었습니다. 

이러한 문제점을 해결해줄 KRISS의 기술, ‘패러데이컵 어셈블리’를 소개합니다.

해당 기술은 뿔 형태를 갖는 이온빔 수집 요소를 포함하며 이온 빔이 입사 방향에 

가까울수록 단면적이 감소되도록 합니다. 그에 따라 패러데이컵 내부의 전자를 구

속할 수 있는 형태를 갖기 때문에 전자의 후방 산란을 방지할 수 있습니다. 그리고 

이를 통해 이온 빔의 정확한 전류량을 측정할 수 있습니다.


